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※概要（Summary ）： 

 

【相談】 

電子線・光リソグラフィ及びドライエッチング技術を

用いた金属上への微細溝加工を行いたい。 

 

【回答】 

ナノハブ拠点では、高速高精度電子ビーム描画装置を

始めとする各種描画装置、電子サイクロトロン共鳴イ

オンビーム加工装置等のドライエッチング装置を共

用しており、要望の加工に対応できる。 

 

【結果】 

平成 25 年度より、ナノテクノロジープラットフォー

ムテーマとしてナノハブを利用する。 

 

 

※実験（Experimental）： 

 

技術相談段階のため割愛 

 

 

※結果と考察（Results and Discussion）： 

 

技術相談段階のため割愛 

 

※その他・特記事項（Others）： 

 

なし 

 

 

 


